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Entwicklung eines Emissionsspektrometers 

für die Plasmaanalyse 

in PVD/PECVD-Prozessen 
(Bachelorarbeit, Teamprojektarbeit, Masterarbeit, Projektstudium) 

Hintergrund: Die Beschichtung von Bauteilen und Werkzeugen ist eine effektive Methode, um Ver-

schleiß und Reibung in technischen Systemen zu reduzieren. Mit steigenden Anforderungen an die 

verwendeten Schichtsysteme ist dabei zunehmend ein tiefes Verständnis der komplexen Beschich-

tungstechnologie erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein einfaches Emissionsspektrometer ent-

wickelt werden, um die Metallionenkonzentration im Plasma abschätzen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte der Arbeit: 

• Entwicklung eines Sensors mit Anlagenintegration 

• Validierung an einer PVD/PECVD-Anlage 

Die finale Aufgabenstellung werden wir abhängig von deinen persönlichen Interessen und dem aktu-

ellen Forschungskontext gemeinsam festlegen. Der Umfang der Arbeit wird an BA, MA etc. angepasst. 
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